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HIGHSPEED-MIKROSKOPIE
ZUR QUALITATSKONTROLLE

Viele groBflachige Objekte missen zur
Qualitatskontrolle auf winzige Details

hin untersucht werden, die nur unter

dem Mikroskop zu erkennen sind. In der
Halbleiter- und Elektronikindustrie ist der
Bedarf an mikroskopischen Priifverfahren
aufgrund des hohen Miniaturisierungsgrads
besonders groB3. Der Aufnahmeprozess

bei der mikroskopischen Prifung groBer
Objekte ist jedoch sehr langwierig, weil
Tausende von Einzelaufnahmen erstellt
und ausgewertet werden mussen. FUr jede
einzelne Aufnahme muss das Bauteil exakt
mit dem Probentisch positioniert werden.
Die Anzahl der Aufnahmen und damit der
Zeitbedarf ist von der eingesetzten Vergro-
Berung abhéngig. Der Aufnahmeprozess
dauert bei hohen VergroBerungen meist so

Many large-scale objects have to be
analyzed in the quality control process for
tiny details, which can be seen only under
a microscope. In the semiconductor and
electronics industry, there is a big need for
microscopic testing methods due to the
high grade of miniaturization. However
the microscopic recording process of large
objects takes a long time as thousands of
images have to be captured and analyzed.
For every image capture, the object has to
be positioned accurately by the stage. The
number of shots and thus the time required
are proportional to the magnification. The
recording process at high magnifications
often takes too long in order to perform
100 percent inspections.
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lange an, dass 100-Prozent-Prifungen aus
Zeitgrinden nicht durchzufihren sind.

Das Fraunhofer IPT hat deshalb einen neuen
Aufnahmeprozess entwickelt, mit dem
groBflachige Bauteile in Sekundenschnelle
mikroskopiert werden kénnen. Der Tisch
bewegt das Objekt dabei im Gegensatz
zum herkdmmlichen »Stop-and-Go«-
Betrieb kontinuierlich wahrend des Auf-
nahmevorgangs. Dadurch kann die Probe
mit sehr hohen Bildraten (je nach Kamera
mit mehr als 100 fps) digitalisiert werden.
Da das Objekt dabei nur extrem kurz mit
einem Blitz belichtet wird, ist die Aufnahme

CMOS-Kamera

zudem frei von Bewegungsunscharfe.
Wahrend des kontinuierlichen Scanvorgangs
wird der Fokus Uber echtzeitfahige
Hardware-Autofokussysteme nachgeregelt,
sodass die Probe an jeder Stelle scharf
abgebildet wird. Der zeitoptimierte
Scanprozess ist mit einem echtzeitfahigen
Datenhandling und Bildvorverarbeitungs-
schritten kombiniert. Selbst rechenintensive
Schritte wie Stitching-Prozesse laufen
dank GPU-Unterstltzung nahezu ohne
Verzogerung ab.

Automatisierte Bildverarbeitungsaufgaben
zur Qualitatskontrolle konnen bereits
parallel zum Scan durchgeflhrt werden,
sodass die Ergebnisse des Prifprozesses
unmittelbar im Anschluss an den

Hochdurchsatz-Scanvorgang zur Verfligung

stehen. Mit dem System ist erstmals eine
mikroskopische 100-Prozent-Prifung im
industriellen Umfeld maoglich.

— Entwicklung hochdurchsatzfahiger Mikros-
kopieldsungen mit kundenindividueller
Software

— Bildverarbeitungsbasierte Bilddaten-
auswertung

— Integration in die Fertigung

Komponenten zur Highspeed-
Bildgebung
Bildverarbeitungsgestitzte

Defekterkennung




